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报告摘要：MEMS技术一个显著的特点是工艺具有高度的选择
性，基于工艺的选择性，发展出一系列MEMS制造技术，使得
MEMS传感器的性价比大幅度提高，在手机、汽车、医疗和消
费领域得到广泛应用。同样，基于MEMS的工艺选择性，也可
以发展出纳米制造技术。本报告介绍了基于MEMS的纳米线和
纳米梁制造新方法；提出了TEM内可控机械加载纳米结构尺度
效应原位表征方法，期望为在原子尺度下研究纳米效应提供有
效的试验观察方法；最后介绍了报告人利用建立的制造方法研
制的超高灵敏纳米线生物传感器。
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人”，2009年4月起任上海微系统所副所长，1999年被科技部聘
为973项目“集成微光机电系统研究”首席科学家，2004年7月入
选首批“新世纪百千万人才工程”国家级人选。2005年度再次被
科技部聘为973项目“BNI融合的微纳传感器及其系统基础研究”

的首席科学家。1987年他在国际上较早开展了将硅/硅键合技术
应用到压力传感器的研究工作，独立提出了与IC工艺兼容的压
力传感器新技术“硅盒技术”，进一步研制出了硅一体化微机械
谐振器、力平衡真空传感器、加速度计及微机械陀螺，其中力
平衡真空传感器是全新原理的真空传感器，被邀请发表在1998

年8月出版的Proceedings of The IEEE微机械特集上。


